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(54) DRUCKSENSOR MIT PIEZORESISTIVEM SENSORCHIP-ELEMENT.

(57) Die Erfindung betrifft einen Drucksensor, umfassend ein L

piezoresistives Sensorchip-Element 2 mit abgeschlossener . ?‘__

Chipkavitat 27 zum Messen des Drucks eines das Element 2 A AY
umspulenden Druckmediums 14, mit einer Element-Unterseite /

5, sowie einen Trager 6 mit einer Trager-Oberseite 7, auf der das
Sensorchip-Element 2 an seiner Unterseite 5 befestigt ist, wobei
diese Unterseite 5 einen Haftbereich 8 und einen ausseren Rand
10 aufweist, und wobei die Unterseite 5 im Haftbereich 8 an der
Trager-Oberseite 7 haftet. Erfindungsgemass weist die Unter-
seite 5 einen Nichthaftbereich 9 auf, wobei die Unterseite 5 im
Nichthaftbereich 9 nicht an der Trager-Oberseite 7 haftet. Zudem
erstreckt sich der Nichthaftbereich 9 mindestens uiber eine mittig
auf der Unterseite 5 angeordnete Kreisflache 15, welche einen
Drittel der Gesamtflache der Element-Unterseite 5 umfasst, so-
wie mindestens einen Verbindungsbereich 16 von der Kreisfla-
che 15 zum Rand 10 der Unterseite 5. Dadurch kann sich der
Druck im Druckmedium 14 durch den Verbindungsbereich 16 in
einen Raum unter dem Nichthaftbereich 9 auf der Element-Un-
terseite 5 ausbreiten.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Drucksensor mit abgeschlossener Chipkavitat umfassend ein piezoresistives Sen-
sorchip-Element zum Messen des Drucks eines den Chip umspulenden Druckmediums mit einer Element-Unterseite, so-
wie einen Trager mit einer Trager-Oberseite, auf der das Sensorchip-Element an seiner Unterseite befestigt ist, wobei diese
Unterseite aus einem Haftbereich besteht und einen ausseren Rand aufweist, und wobei die Unterseite im Haftbereich
an der Trager-Oberseite haftet.

Stand der Technik

[0002] Piezoresistive Drucksensoren unterscheiden sich von anderen, insbesondere von piezoelektrischen Drucksenso-
ren dadurch, dass sie Uber sehr lange Zeiten Drlicke zuverldssig messen kénnen. Piezoelektrische Drucksensoren brau-
chen jeweils ein «Reset» um wieder startbereit zu sein fliir eine neue Messungen, da sie mit der Zeit an Ladung verlieren
und «driften».

[0003] Beispiele flir Absolutdrucksensoren sind piezoresistive Sensoren, insbesondere 6lgeflllte piezoresistive Drucksen-
soren. Sie umfassen ein Sensorchip-Element, welches auf einem Tréger oder auf einer Durchflihrung angebracht ist. In der
Regel wird dieses mit einem Kleber aufgeklebt. Das Sensorchip-Element wird schliesslich unter einer Membrane von Ol
umsplilt. Wenn ausserhalb der Membrane ein Druck angebracht wird, so wird das Ol unter der Membrane ebenfalls unter
Druck gesetzt. Der Sensorchip erzeugt unter Druck ein entsprechendes Signal, welches schliesslich durch zwei oder mehr
Kontaktierungen mit anschliessenden Leitungen zu einem Auswertegerat geleitet wird. Solche Sensoren kénnen durchaus
auch ohne Membranen ausgestaltet sein. Der Sensorchip ist dann direkt dem &usseren Druckmedium ausgesetzt.

[0004] Es hat sich gezeigt, dass hier beschriebene Sensoren mit der Zeit auch einer Signaldrift unterliegen. Dies bedeutet,
dass sich der angegebene Druck mit der Zeit bei gleicher Belastung leicht verdndert. Diese Drift ist viel geringer als jene
bei piezoelektrischen Drucksensoren, da sie eine andere physikalische Ursache hat. Piezoelektrische Elemente verlieren
mit der Zeit an Ladung, piezoresistive nicht. Die Drift bei piezoresistiven Drucksensoren liegt bei etwa 0.1%.

[0005] Der Druck wirkt gleichermassen auch auf die Oberflache des Tragers oder der Durchfilhrung, auf der mittig das
Sensorchip-Element angebracht wird. Insbesondere bei hohem Druck von mehr als 100 bar biegt sich die Durchfihrung
etwas durch, sodass mittig unter dem Sensorchip-Element eine leichte Mulde entsteht. Es hat sich gezeigt, dass der Kleber
zwischen der Durchflihrung und dem Sensorchip-Element nach einiger Zeit nach innen kriecht, um diese Mulde zu flllen.
Zudem kann der Kleber durch den Druck im Randbereich von Sensorchip-Element und Trager gestaucht werden, wodurch
das Sensorchip-Element deformiert wird. Dieses Stauchen gleicht sich durch Kriechen des Klebers nach einiger Zeit aus.
Dies flihrt zu einer Signaldrift, weil sich die Bedingungen des Gegendrucks von unten an das Sensorchip-Element mit
der Zeit &ndern.

[0006] Um das Problem zu beheben wurde in einigen Fallen auf die Klebung verzichtet. Das Sensorchip-Element war dann
lediglich an den Kontaktierungen befestigt. Erschitterungen zerstdérten aber manchmal diese Kontaktierungen, wodurch
der Sensor keine Messwerte mehr Gbermitteln konnte.

Darstellung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine neuartige Befestigung fir das Sensorchip-Element in einem piezo-
resistiven Drucksensor oben beschriebener Art zu beschreiben, welche keine Signaldrift zur Folge hat und welches die
Kontaktierungen bei Erschitterungen nicht zusatzlich belastet.

[0008] Die Aufgabe wird durch die Merkmale im unabhangigen Anspruch gelést. Die abhéngigen Anspriche beziehen
sich auf besonders vorteilhafte Ausfihrungsformen der Erfindung.

[0009] Die Erfindung betrifft somit einen Drucksensor eingangs beschriebener Art, wobei die Element-Unterseite einen
Nichthaftbereich aufweist, und wobei die Unterseite im Nichthaftbereich nicht an der Trager-Oberseite haftet. Der Nicht-
haftbereich erstreckt sich mindestens Uber eine mittig auf der Unterseite angeordnete Kreisflache, welche einen Drittel
der Gesamtflache der Element-Unterseite umfasst. Zudem umfasst der Nichthaftbereich mindestens einen Verbindungs-
bereich von dieser mittigen Flache zum Rand der Unterseite. Dadurch kann sich der Druck im Druckmedium durch den
Verbindungsbereich in einen Raum unter dem Nichthaftbereich auf der Element-Unterseite ausbreiten.

[0010] Durch diese Anordnung kann der Druck allseitig gegen das Sensorchip-Element wirken, auch von unten. Entschei-
dend ist aber, dass der Haftbereich nicht im mittleren Bereich des Sensorchip-Elements ist. Es hat sich gezeigt, dass
eine mittige Verbindung zwischen Trager und Sensorchip-Element eine Verformung des Sensorchip-Elements zur Folge
haben kann, wenn sich der Trager selbst unter der hohen Last eines beaufschlagten Drucks durchbiegt. Eine derartige
Verformung ist an sich noch kein Problem, da diese bei der Eichung des Drucksensors ebenfalls wirkt.

[0011] Nach langer Zeit unter permanent hohem Druck verliert die mittlere Verbindung aber an Spannkraft, da die Haftung
in der Regel langsam nachlasst. Dadurch verformt sich das Sensorchip-Element langsam wieder in seine Ausgangsform,
was sich in der Datenausgabe des Messelements félschlicherweise als Druckénderung aussert.
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[0012] Eine erfindungsgemé&sse Anbringung des Sensorchip-Elements an den Trager erlaubt es, dass das Sensorchip-
Element stets seine urspriingliche Form behalt und durch eine Verformung der Oberseite des Tragers selbst nicht verformt
wird. Der Haftbereich, der weniger als zwei Drittel, vorzugsweise weniger als ein Drittel der gesamten Unterseite des
Sensorchip-Elements ausmacht, befindet sich am Rand dieses Elements. Dieser ist am wenigsten von der Durchbiegung
des Tragers betroffen und tragt daher nicht zu einer Durchbiegung des Sensorchip-Elements bei. Der Raum zwischen
dem nichthaftenden Bereich des Sensorchip-Elements und dem Trager steht durch den Verbindungsbereich im Druck-
austausch mit dem Druckraum und bewirkt eine stets gleich bleibende Kraft auf die Unterseite des Sensorchip-Elements.
Durch die Befestigung am Rand ist das Sensorchip-Element so gelagert, dass es eine hohe Widerstandskraft gegen Er-
schitterungen aufweist.

[0013] Es hat sich gezeigt, dass die Signaldrift von etwa 0.1% der herkdmmlichen Ausflihrungen etwa um das zehnfache
verringert wird durch die erfindungsgemaésse Klebung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnung néher erlautert. Es zeigen in schematischer Darstellung:

Fig. 1 einen Ol gefliliten piezoresistiven Drucksensor nach dem Stand der Technik, im Querschnitt;

Fig. 2  ein Sensorchip-Element auf einem Trager mit einer Klebung nach dem Stand der Technik;

Fig. 3a ein Sensorchip-Element nach Fig. 3 unter Druckbelastung;

Fig. 3b das Sensorchip-Element nach Fig. 3 unter Druckbelastung nach einiger Zeit;

Fig. 4a eine erfindungsgemasse Sensorchipklebung auf der Unterseite eines Sensorchip-Elements;

Fig. 4b eine alternative erfindungsgemasse Sensorchipklebung auf der Unterseite eines Sensorchip-Elements;

Fig. 4c eine weitere alternative erfindungsgemésse Sensorchipklebung auf der Unterseite eines Sensorchip-Ele-
ments;

Fig. 5 ein Sensorchip-Element auf einem Trager mit einer erfindungsgeméassen Sensorchipklebung unter Druckbe-
lastung;

Fig. 6  eine perspektivische Ansicht eines Tragers mit Angabe der erfindungsgeméassen Sensorchipklebung;

Fig. 7 ein erfindungsgemasser Drucksensor.

Wege zur Ausfithrung der Erfindung
[0015] Samtliche Bezugszeichen haben in allen Figuren die gleiche Bedeutung.

[0016] Die Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einen Drucksensor 1 nach dem Stand der Technik. In einem
Gehause 12 befindet sich ein piezoresistives Sensorchip-Element 2, das mit seiner Element-Unterseite 5 auf einem Trager
6 angebracht ist. Das Sensorchip-Element 2 umfasst in dieser Ausflihrung einen piezoresistiven Chip 3 auf einer block-
formigen Chipunterlage 4. Zwischen diesem Chip 3 und der Unterlage 4 wird eine Chipkavitat 27 eingeschlossen. Der
Chip 3 misst jeweils den Druckunterschied zwischen dem Referenzdruck in der Chipkavitat 27 und dem von aussen auf
den Chip 3 wirkenden Druck. Das Sensorchip-Element 2 'wird von allen Seiten abgesehen von seiner Unterseite 5 von
einem Druckmedium 14 umstrémt und erzeugt bei Druckbeaufschlagung ein Messsignal, das durch Kontaktierungen 25
weitergeleitet wird. Diese verlaufen durch den Trager 6, der hier als Durchfihrung ausgestaltet ist. Eine Isolation 11 sorgt
fur die Abdichtung des Druckraums mit dem Druckmedium 14. Die Messsignale werden schliesslich in einem hier nicht
dargestellten Auswertegerat weiter bearbeitet.

[0017] In dieser Ausfiihrungsform ist das Gehause 1 mit einer Membran 13 gegen den Druckraum 26 geschlossen. Da-
durch sind die Kontaktierungen 25 und das Sensorchip-Element 2 gegen mechanische und chemische Einflisse vom
Druckraum 26 her geschitzt. Der Raum um das Sensorchip-Element 2 herum ist bei diesen Ausfiihrungen in der Regel
mit dem Druckmedium 14 Ol gefiillt, das durch die weiche Membran 13 stets denselben Druck aufweist wie der Druckraum
26. Andere, aquivalente Ausflihrungen weisen keine Membran 13 aus. Dadurch ist das Sensorchip-Element 2 direkt dem
Druckmedium 14 des Druckraums 26 ausgesetzt.

[0018] Das Sensorchip-Element 2 weist eine Element-Unterseite 5 auf, die sich auf der Chip-Unterlage 4 gegenilber dem
Chip 3 befindet. Mit dieser Element-Unterseite 5 ist es auf der Oberflache 7 des Tragers 6 angebracht, die gegen den
Druckraum 26 gerichtet ist. In dieser Ausflihrungsform nach dem Stand der Technik umfasst der Haftbereich 8, mit dem
das Sensorchip-Element 2 auf dem Tréager 6 haftet, die gesamte Flache der Element-Unterseite 5. In der Regel wird fiir
die Haftung eine Klebemasse 24 eingesetzt.
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[0019] In Fig. 2 ist ein bekanntes Sensorchip-Element 2 nach Fig. 1 auf einem Trager 6 im Querschnitt dargestellt. Die
Klebemasse 24 ist gleichméssig zwischen der Element-Unterseite und der Trager-Oberflache aufgetragen. Diese Fig. 2
entspricht einer Anordnung ohne Druckbeaufschlagung.

[0020] Fig. 3a und 3b zeigen dasselbe Sensorchip-Element 2 von Fig. 2 unter Druckbelastung, zum Zeitpunkt der Druck-
beaufschlagung (Fig. 3a) und lange Zeit spater (Fig. 3b). Da sich diese Erfindung um Langzeitdrucksensoren handelt,
die viele Monate oder Jahre zuverldssig messen kénnen, ohne ein «Reset» zu bendtigen, kann die Zeit dazwischen ent-
sprechend lang sein.

[0021] Die Pfeile um das Sensorchip-Element 2 zeigen die Druckbelastung des Druckmediums 14, das auf dieses wirkt.
In beiden Fig. 3a und 3b ist der Trager 6 durch die Druckbelastung durchgebogen, was zu einer Krimmung der Trager-
Oberseite 7 fuhrt.

[0022] In Fig. 3a, zu Beginn der Druckbeaufschlagung, ist die Druckbelastung auf die Element-Unterseite 5 mittig geringer,
weil die Klebemasse 24 diesen Bereich in Richtung Trager-Oberseite 7 zieht. Daher wird das Sensorchip-Element leicht
verformt, was zu einer leichten Erhdhung des Messwertes fihrt, das vom Chip 3 ermittelt wird. Eine gestrichelte Linie auf
diesem zeigt Ubertrieben deren Durchbiegung.

[0023] Der Druck wirkt auch seitlich auf die Klebemasse 24. Zusammen mit dem Unterdriick, der mittig unter der Ele-
ment-Unterseite 5 entsteht, kriecht die Klebemasse 24 mit der Zeit langsam Richtung Zentrum, wie in Fig. 3b dargestellt.
Der Druck auf die Element-Unterseite 5 verandert sich dadurch, und somit auch das Messsignal, bei gleichbleibendem
Druck. Das Sensorchip-Element 2 entspannt sich und n&hert sich wieder seiner Form an, die es ohne Druckaufschlag
in Fig. 3 hatte.

[0024] In den erfindungsgemassen Ausgestaltungen des Drucksensors haftet die Element-Unterseite 5 nicht vollstandig
am Trager 6 sondern nur in einem Bereich, welcher den zentralen Bereich ausschliesst. In Fig. 4a ist eine Element-Unter-
seite 5 angegeben mit einem ausseren Rand 10. Diese Element-Unterseite 5 innerhalb des Randes 10 ist in einen gestreift
markierten Haftbereich 8 und einen nicht markierten Nichthaftbereich 9 eingeteilt.

[0025] Erfindungsgemass umfasst der Nichthaftbereich 9 mindestens einen Drittel, vorzugsweise mindestens die Halfte
der Element-Unterseite 5, welche eine mittig angeordnete Kreisflache 15 definiert. Zudem umfasst der Nichthaftbereich 9
einen Verbindungsbereich 16 von dieser Kreisflaiche 15 zum Rand 10 der Element-Unterseite 5. Dadurch ist gewéhrleistet,
dass sich der Druck im Druckmedium 14 durch den Verbindungsbereich 16 in den Nichthaftbereich 9, insbesondere in den
Raum bei der mittig angeordneten Kreisflache 15 auf der Element-Unterseite 5 ausbreiten kann.

[0026] Die Kréfte, die in dieser Ausfithrung noch von den Haftbereichen 8 auf das Sensorchip-Element 2 wirken kénnen,
gehen aus Fig. 5 hervor. Fig. 5 zeigt einen Schnitt eines erfindungsgemassen Sensorchip-Elements 2 bei Druckbelastung.
Die Krimmung des Tragers 6 ist stark Ubertrieben dargestellt. Da sich die Haftbereiche 8 nur in der Nahe des Randes
10 befinden und den mittleren Bereich aussparen, und da zuséatzlich der Druck auch von innen, d.h. von der Mitte her
auf die Verbindungen im Haftbereich 8 wirken, wirken kaum Krafte auf das Sensorchip-Element 2, wodurch dieses kaum
mehr verformt wird. Demnach sind diese vernachlassigbaren Krafte auch nach langer Zeit kaum anders als zu Beginn der
Druckbeaufschlagung, wodurch sich das Messsignal auch nach langer Zeit nicht &ndert.

[0027] Entscheidend ist, dass sich der Nichthaftbereich 9 Gber eine mittig auf der Element-Unterseite 5 angeordnete
Kreisflache 15 erstreckt, welche mindestens einen Drittel der Gesamtflache der Element-Unterseite 5 umfasst. Dadurch
wird gewébhrleistet, dass bei einer Durchbiegung der Trager-Oberseite 7 kaum mehr Krafte (iber den Haftbereich 8 auf das
Sensorchip-Element 2 libertragen werden.

[0028] Zudem ist wichtig, dass das Druckmedium 14 mindestens einen Zugang durch einen Verbindungsbereich 16 zur
mittig angeordneten Kreisflache 15 aufweist, damit der Druck allseitig wirken kann.

[0029] Fig. 4b zeigt eine weitere erfindungsgemésse Anordnung des Haftbereichs 8. Erfindungsgemaéss soll der Haftbe-
reich 8 im Wesentlichen auf einer Kreislinie 18 angebracht ist, welche konzentrisch zu einer Sensorachse 17 verlauft.
Da die Verformungen entlang solcher Kreislinien 18 Uberall gleich sind, sind die Krafte auf die Haftbereiche 8 in diesen
Bereichen gleich. Je weiter aussen diese Haftbereiche 8 sind, desto geringer sind die Krafte. Vorzugsweise besteht der
Haftbereich 8 aus diskreten Punkten oder diskreten Streckenabschnitten, sodass stets mindestens eine Verbindung zum
Nichthaftbereich 9 gewahrleistet ist.

[0030] Da das Sensorchip-Element 2 in der Regel rechteckig ausgestaltet ist, ist es von Vorteil, den Haftbereich 8 an
Eckpunkten 19 der Element-Unterseite 5 anzubringen, wie auch in Fig. 4b und 4c dargestellt. Vorzugsweise sollte der
Haftbereich 8 gesamthaft weniger als 20%, vorzugsweise weniger als 5% der Element-Unterseite 5 umfassen. Es hat sich
gezeigt, dass dies vollsténdig ausreichend ist, um eine genligende Haftung zwischen Trager 6 und Sensorchip-Element
2 herzustellen.

[0031] Urspriinglich war der erfindungsgeméasse Drucksensor 1 fir Anwendungen ausgerichtet mit sehr hohen Driicken,
insbesondere von Driicken mit Uber 100 bar. Typische Anwendungsbereiche finden sich in der Ozeanographie, bei der
Férderung von Ol und Gas sowie beim Transport von Gas. Es hat sich aber gezeigt, dass auch Drucksensoren im Bereich
von 5-10 bar bereits signifikante Verbesserungen erzielen, wenn der Drucksensor 1 erfindungsgeméss ausgestaltet ist.
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[0032] Besonders vorteilhaft ist der erfindungsgeméasse Drucksensor 1, wenn der Trager 6 mittig unter dem Sensorchip-
Element 2 eine Vertiefung 20 aufweist, wie in Fig. 6 perspektivisch dargestellt. Eine solche Vertiefung 20 kann leicht als
Bohrung angebracht werden. Dadurch ist gewahrleistet, dass der Haftbereich 8 hdchstens den Bereich der Trager-Ober-
seite umfasst, der nicht gegenlber der Vertiefung 20 angeordnet ist. Der Nichthaftbereich 9 ist demnach die gemeinsame
Flache von Vertiefung 20 und Element-Unterflache 5. Dieser ist in Fig. 4c dargestellt.

[0033] Erfindungsgemass ist bei einem Sensorchip-Element 2 mit einer rechteckigen Element-Unterseite 5 der Durch-
messer 21 der Vertiefung 20 grésser als eine Kantenldnge 22 und kleiner als eine Diagonale 23 der Element-Unterseite 5.
Dadurch ist gewéahrleistet, dass stets ein Verbindungsbereich 16 besteht, der eine Druckverbindung zum Nichthaftbereich
9 herstellt, wie aus Fig. 4c und Fig. 5 hervorgeht.

[0034] Vorzugsweise haftet das Sensorchip-Element 2 durch eine Klebemasse 24 auf dem Trager 6. Eine Klebemasse
24 stellt ein Medium dar, das an beiden Oberflachen haftet. Es hat sich herausgestellt, dass weiche, elastische Kleber
24 bessere Resultate liefern als harte Kleber. Insbesondere Klebemassen 24 von einer Streckdehnung von mindestens
100%, vorzugsweise von 200% Ubertragen weniger Krafte und sind daher anderen, steifen Klebemassen 24 vorzuziehen.
Dies liegt daran, dass die Klebeschichten in der Regel sehr diinn aufgetragen werden. Tangentiale Verschiebungen sind
daher auch bei diinnen Schichten mdglich.

[0035] Fig. 7 zeigt schliesslich einen erfindungsgemassen Drucksensor 1, hier mit Vertiefung 20 entlang einer Diagonalen
23 des Sensorchip-Elements 2. Er kann wie dargestellt ohne Membrane 13 oder, wie in Fig. 1 dargestellt, mit Membrane
13 ausgestaltet sein.

Bezugszeichenliste
[0036]
1 Drucksensor, Sensor

Sensorchip-Element, Element
Chip

Chip-Unterlage

2

3

4

5 Element-Unterseite, Unterseite
6  Trager, Durchfiihrung

7  Trager-Oberseite

8 Haftbereich

9 Nichthaftbereich

10 Ausserer Rand der Unterseite

11 Isolation

12 Gehéuse

13 Membran

14 Druckmedium, Druckraum

15 Mittig angeordnete Kreisflache

16 Verbindungsbereich

17 Sensorachse

18 Kreislinie, konzentrisch zur Sensorachse

19 Eckpunkte der Unterseite

20 Vertiefung, Bohrung

21 Durchmesser der Vertiefung oder der Bohrung

22 Kantenlange der Element-Unterseite
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Diagonale der Element-Unterseite
Klebemasse

Kontaktierungen

Druckraum

Abgeschlossene Chipkavitat

Patentanspriiche

1.

10.

11.

12.

Drucksensor umfassend ein piezoresistives Sensorchip-Element 2 mit abgeschlossener Chipkavitat 27 zum Messen
des Drucks eines das Element 2 umspllenden Druckmediums 14, mit einer Element-Unterseite 5, sowie einen Trager
6 mit einer Trager-Oberseite 7, auf der das Sensorchip-Element 2 an seiner Unterseite 5 befestigt ist, wobei diese
Unterseite 5 einen Haftbereich 8 und einen dusseren Rand 10 aufweist, und wobei die Unterseite 5 im Haftbereich 8
an der Trager-Oberseite 7 haftet, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterseite 5 einen Nichthaftbereich 9 aufweist,
wobei die Unterseite 5 im Nichthaftbereich 9 nicht an der Trager-Oberseite 7 haftet und dass sich der Nichthaftbereich
9 mindestens Uber eine mittig auf der Unterseite 5 angeordnete Kreisflache 15 erstreckt, welche einen Drittel der
Gesamtflache der Element-Unterseite 5 umfasst, sowie dass der Nichthaftbereich 9 mindestens einen Verbindungs-
bereich 16 von der Kreisflache 15 zum Rand 10 der Unterseite 5 umfasst, sodass sich der Druck im Druckmedium
14 durch den Verbindungsbereich 16 in einen Raum unter dem Nichthaftbereich 9 auf der Element-Unterseite 5 aus-
breiten kann.

Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Haftbereich 8 im Wesentlichen auf einer Kreislinie
18 angebracht ist, welche konzentrisch zu einer Sensorachse 17 verlauft.

Drucksensor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Haftbereich 8 aus diskreten Punkten oder
diskreten Streckenabschnitten besteht.

Drucksensor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Haftbereich 8 an Eck-
punkten 19 der Unterseite 5 angebracht sind.

Drucksensor nach einem der vorhergehenden Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, dass der Haftbereich 8 gesamt-
haft weniger als 20%, vorzugsweise weniger als 5% der Unterseite 5 umfasst.

Drucksensor nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor ein Hochdruck-
sensor ist, geeignet zum Messen von Driicken von (ber 100 bar.

Drucksensor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trager 6 mittig unter
dem Sensorchip-Element 2 eine Vertiefung 20 aufweist.

Drucksensor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung 20 eine Bohrung ist.

Drucksensor nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Element-Unterseite 5 rechteckig ist und
dass der Durchmesser der Vertiefung 20 grésser als eine Kantenlange 22 und kleiner als eine Diagonale 23 der
Element-Unterseite 5 ist.

Drucksensor nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das der Nichthaftbereich 9 mindestens
den Bereich der Vertiefung 20 umfasst, der der Element-Unterseite 5 gegenuberliegt.

Drucksensor nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorchip-Element
2 durch eine Klebemasse 24 auf dem Tréager 6 haftet.

Drucksensor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebemasse 24 eine Streckdehnung von mindes-
tens 100%, vorzugsweise von 200% aushalt.
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